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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成24年2月16日(2012.2.16)

【公開番号】特開2010-153678(P2010-153678A)
【公開日】平成22年7月8日(2010.7.8)
【年通号数】公開・登録公報2010-027
【出願番号】特願2008-331817(P2008-331817)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/3065   (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/683    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  21/302   １０１Ｇ
   Ｈ０１Ｌ  21/302   １０１Ｄ
   Ｈ０１Ｌ  21/302   １０１Ｈ
   Ｈ０１Ｌ  21/68    　　　Ｎ

【手続補正書】
【提出日】平成23年12月22日(2011.12.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　真空容器内に配置され減圧されたその内部でプラズマが形成される処理室と、この処理
室内の下方に配置されその上面に前記プラズマにより処理されるウエハが載せられる試料
台と、この試料台内部に配置され上下方向に駆動され前記ウエハの裏面と当接してこのウ
エハを前記試料台上面の上方で昇降させる複数のピンと、前記試料台の上面に配置され前
記複数のピンの各々が内側を移動する複数の開口とを備えたプラズマ処理装置の運転方法
であって、
　前記開口の内部と連通された供給口から前記ウエハが前記上面に載せられていない間、
または開口が前記処理室に曝されている間、あるいは前記ウエハの受け渡しの動作の間に
ガスを前記開口を介して前記処理室に供給して、前記開口の内側を処理室内部より高い圧
力にするプラズマ処理装置の運転方法。
【請求項２】
　請求項１に記載のプラズマ処理装置の運転方法であって、前記試料台上方の前記処理室
内にプラズマが形成された間に前記複数のピンが駆動されその上端が前記試料台の上面上
方に移動した状態で前記不活性ガスが前記処理室内に供給されるプラズマ処理装置の運転
方法。
【請求項３】
　請求項１または２に記載のプラズマ処理装置の運転方法であって、前記プラズマ処理装
置が前記開口の下方に配置され前記ピンの下部の周囲を覆いこのピンの上下の移動に伴っ
て伸縮するベローズを備え、前記ガス供給口からの前記ガスにより前記ベローズ内部の空
間が充填されるプラズマ処理装置の運転方法。
【請求項４】
　請求項３に記載のプラズマ処理装置の運転方法であって、前記プラズマ処理装置が前記
ベローズの内側に配置され各々が前記ピン下部の周囲を覆う上下２つの管状の部材とを備
え、これら２つの管状の部材のうち下方の部材は前記ピンの移動に伴って上下に移動して
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前記ピンが前記試料台内部に収納された状態で少なくともその一部が上方の前記管状の部
材と隙間を介して重なり合って前記ピンを二重に覆うプラズマ処理装置の運転方法。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれかに記載のプラズマ処理装置の運転方法であって、前記プラズ
マ処理装置が前記ベローズ内部の空間と外部とを気密に封止するシール部材とを備え前記
ベローズ内部の空間が前記不活性ガスにより充填されるプラズマ処理装置の運転方法。
【請求項６】
　真空容器内に配置され減圧されたその内部でプラズマが形成される処理室と、この処理
室内の下方に配置されその上面に前記プラズマにより処理されるウエハが載せられる試料
台と、この試料台内部に配置され上下方向に駆動され前記ウエハの裏面と当接してこのウ
エハを前記試料台上面の上方で昇降させる複数のピンと、前記試料台の上面に配置され前
記複数のピンの各々が内側を移動する複数の開口とを備えたプラズマ処理装置であって、
　前記開口の内部と連通され前記ウエハが前記上面に載せられていない間、または開口が
前記処理室に曝されている間、あるいは前記ウエハの受け渡しの動作の間にガスを前記開
口の内部に供給するガス供給口を備え、前記開口の内部が前記ガス供給口からのガスの供
給により前記処理室内部より高圧にされるプラズマ処理装置。
【請求項７】
　請求項６に記載のプラズマ処理装置であって、前記試料台上方の前記処理室内にプラズ
マが形成された間に前記複数のピンが駆動されその上端が前記試料台の上面上方に移動し
た状態で前記不活性ガスが前記処理室内に供給されるプラズマ処理装置。
【請求項８】
　請求項６または７に記載のプラズマ処理装置であって、前記開口の下方に配置され前記
ピンの下部の周囲を覆いこのピンの上下の移動に伴って伸縮するベローズとを備え、前記
ガス供給口からの前記ガスにより前記ベローズ内部の空間が充填されるプラズマ処理装置
。
【請求項９】
　請求項８に記載のプラズマ処理装置であって、前記ベローズの内側に配置され各々が前
記ピン下部の周囲を覆う上下２つの管状の部材とを備え、これら２つの管状の部材のうち
下方の部材は前記ピンの移動に伴って上下に移動して前記ピンが前記試料台内部に収納さ
れた状態で少なくともその一部が上方の前記管状の部材と隙間を介して重なり合って前記
ピンを二重に覆うプラズマ処理装置。
【請求項１０】
　請求項７乃至８のいずれかに記載のプラズマ処理装置であって、前記ベローズ内部の空
間と外部とを気密に封止するシール部材とを備え前記ベローズ内部の空間が前記不活性ガ
スにより充填されるプラズマ処理装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　上記目的は、真空容器内に配置され減圧されたその内部でプラズマが形成される処理室
と、この処理室内の下方に配置されその上面に前記プラズマにより処理されるウエハが載
せられる試料台と、この試料台内部に配置され上下方向に駆動され前記ウエハの裏面と当
接してこのウエハを前記試料台上面の上方で昇降させる複数のピンと、前記試料台の上面
に配置され前記複数のピンの各々が内側を移動する複数の開口とを備えたプラズマ処理装
置の運転方法であって、前記開口の内部と連通された供給口から前記ウエハが前記上面に
載せられていない間、または開口が前記処理室に曝されている間、あるいは前記ウエハの
受け渡しの動作の間にガスを前記開口を介して前記処理室に供給して、前記開口の内側を
処理室内部より高い圧力にする真空処理方法により達成される。
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【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　また、上記目的は、真空容器内に配置され減圧されたその内部でプラズマが形成される
処理室と、この処理室内の下方に配置されその上面に前記プラズマにより処理されるウエ
ハが載せられる試料台と、この試料台内部に配置され上下方向に駆動され前記ウエハの裏
面と当接してこのウエハを前記試料台上面の上方で昇降させる複数のピンと、前記試料台
の上面に配置され前記複数のピンの各々が内側を移動する複数の開口とを備えたプラズマ
処理装置であって、前記開口の内部と連通され前記ウエハが前記上面に載せられていない
間、または開口が前記処理室に曝されている間、あるいは前記ウエハの受け渡しの動作の
間にガスを前記開口の内部に供給するガス供給口を備え、前記開口の内部が前記ガス供給
口からのガスの供給により前記処理室内部より高圧にされるプラズマ処理装置により達成
される。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】削除
【補正の内容】
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